
手法としてすでに広く使用されています。　X線回折法�

の適用可能な膜厚は，従来数10 0Åとされていましたが，�

新しい薄膜試料台によ り さ らに薄い膜まで測定可能と�

なりました。　これは試料非対称配置－低角度X線入射
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X 線分析アプリケーションニュース No.40～194 は，発行時の情報に基づいて作成された印刷物を電子化したものです。 現在では販売終了した
装置・オプションによるデータも含まれている場合がありますのでご了承ください。 

分析計測事業部 http://www.shimadzu.co.jp/surface/ 




